反射儀在高深寬比矽穿孔檢測之應用
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本研究使用光譜式反射儀(Spectroscopic Reflectometry)作為矽穿孔深度的檢測工具，其反射儀除了量測膜厚，另一項應用是建立理論模型進行高密度、小孔徑、高深寬比的矽穿孔蝕刻深度研究，以符合未來小孔徑、高密度之矽穿孔趨勢。
